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Другий (магістерський) рівень вищої освіти    Second (Master) level of higher education Кваліфікація / Qualification
Магістр з мікро- та наносистемної техніки / 

Галузь знань       17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації Master of Micro- and Nanosystem 
Field of Study Engineering

Спеціальність    176 Мікро- та наносистемна техніка Тривалість освітньої програми /
Programme Subject Area 176 Micro- and Nanosystem Engineering Official duration of programme

1 рік 9 місяців
Освітньо-наукова програма  «Інформаційні мікроелектронні системи та нанотехнології» 1 year 9 months
Educational-Scientific Program  «Information Microelectronic Systems and Nanotechnologies»

Вступ на базі: / Access based on:
Освітнього ступіню бакалавра (6 рівень НРК)
 або вищого рівня.

 Форма організації освітнього процесу - денна Bachelor’s degree (NQF level 6) or higher level. 
The form of organization of the educational process is full-time

 Графiк  навчального  процесу / Schedule of the educational process
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1*
Українське фахове мовлення / 
Professional Ukrainian Language 2 3 30 6 Укр./Ukr.
ВСЬОГО / TOTAL 2 3 90 36 18 12 0 6 54 18 12 6

2
Фізичне виховання (за рахунок 
вільного часу студентів) / Physical 
Training (in students’ free time)

1

ФВС / 
PES

3
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ�ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ�ɩɪɨɽɤɬɚɦɢ  /
6FLHQWLILF�3URMHFWV�0DQDJHPHQW 3 5 150 60 26 24 0 10 90 26 24 0 10

МЕЕПП / 
MEDA

4
Конвергентні технології / Convergent 
Technologies 1 5 150 60 26 24 0 10 90 26 24 0 10

МЕЕПП / 
MEDA

5

Фізико-хімічні основи технологій мікро- 
та наноструктурованих матеріалів / 
Physico-Chemical Foundations of 
Technologies of Micro- and 
Nanostructured Materials

1 3 90 36 18 4 8 6 54 18 4 8 6

МЕЕПП / 
MEDA

6

Комп’ютерне моделювання матеріалів 
та процесів в інформаційних мікро- та 
наноелектронних системах / Computer 
Modeling of Materials and Processes in 
Information Micro- and Nanoelectronic 
Systems

1 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10

МЕЕПП / 
MEDA

7

Системний аналіз та комп’ютерне 
проєктування інформаційних 
мікроелектронних систем та 
нанотехнології / System Analysis and 
Computer Design of Information 
Microelectronic Systems and 
Nanotechnology

1 6 180 72 30 14 16 12 108 30 14 16 12

МЕЕПП / 
MEDA

17

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ / GENERAL AND SPECIAL (PROFESSIONAL) TRAINING CYCLE
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові**)  / Humanities and socio-economic disciplines (optional**)

Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов’язкові) / Basic (professional) training disciplines by Programme Subject Area (required)

Кількість аудиторних годин по курсах і семестрах / Number of classroom hours by courses and 
semesters

2 курс / 2 year

кількість тижнів у семестрі (вивчення дисциплін) / number of weeks in the semester (study of 
disciplines)
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8

Стохастичні методи аналізу та обробки 
даних в мікро- та наноелектроніці  / 
Stochastic Methods for Data Processing in 
Micro- and Nanoelectronics

2 2КР 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10

МЕЕПП / 
MEDA

9

Технології вимірювання параметрів 
мікро- та нанорозмірних систем / 
Technologies for Measuring Parameters 
of Micro-and Nano-Sized Systems 

1 6 180 72 30 14 16 12 108 30 14 16 12

МЕЕПП / 
MEDA

10

Методи цифрової обробки зображень 
для технічної діагностики / Methods of 
Digital Image Processing for Technical 
Diagnostics

3 4 120 48 20 12 8 8 72 20 12 8 8

МЕЕПП / 
MEDA

ВСЬОГО / TOTAL 5 3 39 1170 468 202 116 72 78 702 130 68 52 50 26 12 12 10 46 36 8 18 0 0 0 0
РАЗОМ (цикл загальної та 
спеціальної (фахової) підготовки) / 
TOTAL (cycle of general and special 
(professional) training)

5 5 1 42 1260 504 220 128 72 84 756 130 68 52 50 44 24 12 16 46 36 8 18 0 0 0 0

11

Технології Machine Learning в 
мікроелектронних системах / Machine 
Learning Technologies in Microelectronic 
Systems

3 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10

МЕЕПП / 
MEDA

12

Біомедичні інформаційні 
мікроелектронні системи та 
нанотехнології / Biomedical Information 
Microelectronic Systems and 
Nanotechnologies

2 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10

МЕЕПП / 
MEDA

13

Інформаційні системи та засоби 
передачі сигналів в мікро- та 
наноелектроніці / Information Systems 
and Facilities of Signal Transmission in 
Micro- and Nanoelectronics

2 6 180 72 30 14 16 12 108 30 14 16 12

МЕЕПП / 
MEDA

14

Хмарні технології для мікро- та 
наноелектронних систем / Cloud 
Technologies for Micro- and 
Nanoelectronic Systems

1 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10

МЕЕПП / 
MEDA

15 Педагогічна практика /
Pedagogical Training  

4 6 180 180
МЕЕПП / 
MEDA

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ / CYCLE OF PROFESSIONAL TRAINING

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою (обов’язкові) / Disciplines of professional and practical training according to the educational program  (required)



16 Науково-дослідна практика / Research 
Practice 4 12 360 360 МЕЕПП / 

MEDA

17 Кваліфікаційна робота / Master’s Thesis 4 12 360 360 МЕЕПП / 
MEDA

ВСЬОГО / TOTAL 4 3 51 1530 252 108 50 52 42 1278 26 12 12 10 56 26 28 22 26 12 12 10 0 0 0 0

18

Комп’ютерні методи конструювання та 
проєктування / Computer Methods of 
Engineering and Design 2 6 180 72 30 14 16 12 108 30 14 16 12 МЕЕПП / 

MEDA

19

Комп'ютерне моделювання взаємодії 
електромагнітного випромінювання з 
біофізичними структурами / Computer 
Modeling of the Interaction of 
Electromagnetic Radiation with 
Biophysical Structures

2 6 180 72 30 14 16 12 108 30 14 16 12

МЕЕПП / 
MEDA

20

Методи педагогіки та психології у 
відкритому інформаційному просторі / 
Methods of Pedagogy and Psychology in 
the Open Information Space

3 4 120 48 20 8 12 8 72 20 8 12 8

МЕЕПП / 
MEDA

21
Методи викладання на основі 
інформаційних систем / Teaching 
Methods Based on Information Systems

3 4 120 48 20 8 12 8 72 20 8 12 8
МЕЕПП / 
MEDA

22

Функціональні елементи та матеріали 
мікро- та наносистемної техніки  / 
Functional Elements of Micro-and 
Nanosystem Equipment

3 4 120 48 20 8 12 8 72 20 8 12 8

МЕЕПП / 
MEDA

2�
Вуглецеві нанотрубки / Carbon 
Nanotubes 3 4 120 48 20 8 12 8 72 20 8 12 8

МЕЕПП / 
MEDA

2�
Матеріалознавство органічних 
середовищ / Materials Science of Organic 
Environments

2 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10
МЕЕПП / 
MEDA

25
Комп'ютерне моделювання 
наноструктур / Computer Modelling of 
Nanostructures 

2 5 150 60 26 12 12 10 90 26 12 12 10
МЕЕПП / 
MEDA

��
Елементна база сучасної 
мікрохвильової техніки / Elements Base 
of Modern Microwave Equipmen

3 4 120 48 20 12 8 8 72 20 12 8 8
МЕЕПП / 
MEDA

2�
Електроніка терагерцового діапазону / 
Electronics of the Terahertz Range 3 4 120 48 20 12 8 8 72 20 12 8 8

МЕЕПП / 
MEDA

2�

Діагностика та дефектоскопія сучасних 
матеріалів і конструкцій / Diagnostics 
and Flaw Detection of Modern Materials 
and Structures

3 4 120 48 20 12 8 8 72 20 12 8 8

МЕЕПП / 
MEDA

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою  (вибіркові**) / Disciplines of professional and practical training according to the educational program (optional**)



2�
Технологія нанорозмірних систем / 
Technology of Nanoscale Systems 3 4 120 48 20 12 8 8 72 20 12 8 8

МЕЕПП / 
MEDA

ВСЬОГО / TOTAL 0 6 27 810 324 136 66 68 54 486 0 0 0 0 56 26 28 22 80 40 40 32 0 0 0 0
РАЗОМ (цикл професійної 
підготовки) / TOTAL (Professional 
training cycle)

78 2340 576 244 116 120 96 1764 26 12 12 10 112 52 56 44 106 52 52 42 0 0 0 0

РАЗОМ (обов’язкові компоненти) / 
TOTAL (Required components) 90 2700 720 310 166 124 120 1980 156 80 64 60 82 38 40 32 72 48 20 28 0 0 0 0

Кредитів у семестрі /    Credits 
per semester
РАЗОМ (вибіркові компоненти) / 
TOTAL (Optional components) 30 900 360 154 78 68 60 540 0 0 0 0 74 38 28 28 80 40 40 32 0 0 0 0

Кредитів у семестрі /    Credits 
per semester
ВСЬОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРА  / TOTAL FOR 
MASTER'S PREPARATION

120 3600 1080 464 244 192 180 2520 156 80 64 60 156 76 68 60 152 88 60 60

Кредитів у семестрі /    Credits 
per semester

*
**

Перший проректор  / First Vice Rector Ƚɚɪɚɧɬ�ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ�ɩɪɨɝɪɚɦɢ���
*XDUDQWRU�RI�WKH�(GXFDWLRQDO�SURJUDP

Ɍɟɬɹɧɚ�ɋɌɊȱɅɄɈȼȺ �������
7HWLDQD�675,/.29$

Начальник НВ / Head of the ED

Декан факультету ЕЛБІ / Dean of the ELBE Faculty

Навчальний план розроблено на основі освітньо-наукової програми Завідувач кафедри МЕЕПП / Head of the MEDA Department

«Інформаційні мікроелектронні системи та нанотехнології»

Ігор РУБАН
Igor RUBAN
Аліна МІХНОВА
Alina MIKHNOVA
Анатолій ВАСЯНОВИЧ
Anatolii VASIANOVYCH
Ігор БОНДАРЕНКО�Ihor 
BONDARENKO

за спеціальністю  176 Мікро- та наносистемна техніка
для другого (магістерського) рівня вищої освіти

The curriculum is developed on the basis of the Educational-Scientific Program
«Information microelectronic systems and nanotechnologies»
by Programme Subject Area  176 Micro- and Nanosystem Engineering
for the second (master) level of higher education

Узгоджено на Вченій раді факультету ЕЛБІ. Протокол від _28.12.2023 р._ № _10_
Agreed by the Academic Council of the Faculty ELBE. Protocol of  _28.12.2023__ No _10_

30

0
0,00

2

ПОГОДЖЕНО / AGREED

1

Кількість іспитів / Number of exams 3 3
3

Кількість курсових проєктів і робіт / Number of term projects and works

Перелік вибіркових компонентів запропоновано кафедрою і може бути доповнено у робочому навчальному плані з загального каталогу вибіркових дисциплін Університету - у разі вибору здобувачами вищої освіти / The
list of optional components is proposed by the Department and can be supplemented in the working study plan from the general catalog of optional disciplines of the University - in the case of a choice by applicants of higher education

21,18
3

КІЛЬКІСТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ / NUMBER OF HOURS PER WEEK 21,18

4

360ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН  / TOTAL HOURS 360 360

30 30

21,18

Кількість заліків / Number of pass 4

30 16 14

14 16

30

0 0

30

Для іноземних здобувачів вищої освіти / For foreign applicants of higher education




